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[ —, Nazwa | adres

l:[iﬁ +METROTEST" Sp. z 0.0.

AEEppvIALL

LABORATORIUM POMIAROWE

ul. Stoczniowa 2
82-300 Elblag

AP 005

Kategoria labaratarium Dzisdziny akredytacil’

dziatajgce w staie] | Wielkosci geometryczne (6.01, 6.02, 6.03)

;L“::‘ﬁ:gf oraz | \wielkosci elektryczne DC i m.cz. (7.01, 7.02, 7.03, 7.11)
Sita | moment sity (12.01, 12.02)

Temperatura (18.01)

Wydawanie $wiadectw pomiaru

Wielkosci geometryczne (6.01)

; Wersja strony; A
! Numeracja dziedzin | poddziedzin zgodna z klasyfikaci podang w zalaczniku do dokumentu DAP-04 dostepnym na stronie
Internetows| ww,0c3.Q0v.p|

ZASTEPCA DY A

TADEUSZ MATRAS

Ninlejszy dokument jest zalacznikiem do Certyfikatu akredytacji Nr AP 005 z dnia 23.09.2013 .
Status akredytacji oraz aktualnosé rakresu akredytacji moina potwierdzié na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 005

Kategoria Laboratoria wchodzgce w sklad Laboratorium Pomiarowego (AP 005)
laboratorium .METROTEST" Sp. z0.0.

S P Laboratorium Pomiarowe ul. Stoczniowa 2 w Elblagu

L Filia Laboratorium Pomiarowego ul. St. Sulimy 1 w Elblagu

Wersja strony. A

5 - dziatainode w stale| siedzibie
P - poza siala siedzibg
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Zakres akredytacji Nr AP 005

Laboratorium Pomiarowe ul. Stoczniowa 2 w Elblagu

MNazrwa wielkosci fizyczne] Niepewnodé Kat. Identyfikacja
| rodzaj obiekiu wzorcowania Zakres pominrowy pomiaru CMC Lab. mutody
6. Wielkodcl geometrycane
601 | diugodd
preymiary witggows {0+ 5000} mm {0,081 + 0,007 L} mm 5 MTN-204
In W m
(0 # 10000) mm {0,162 + 0,0442 1) mm
I wm
preyready suwmlarkows: (0 = 200} mam 18 pm 5 MTil-202
= srwmiarki (0 # 400) mm 20 pm
- glgbokokclomierze suwmlarkowe (0 + 830) mm 24 pm
- wysokodclomlerzs suwmiarkows {0+ 1000) mm 25 pm
{0+ 1250) mm 25 pm
{0+ 1600) mm 26 pm
{0+ 2000} mm 26 pm
prryready suwmlarkowe specjaing - [0+ 50} mm 14 pm [ WTl-202
spoinomierze cyfrows, analogows
- lary s na
preyready mikrometryczng: (@ + 25) mm 1,2 pm [ MT/-205
= mikfometry zewngirzne {25 + 50) mm 1,2 pm
(50 + 75) mm 1.3 ym
(75 + 100) mm 1.4 pm
(100 + 200) mm 1.8 pm
(200 + 300} mm 2.3 pm
(300 + 400) mm 3,0 pm
(400 + 500) mm 3,7 ym
(500 + 600) mm 4.5 um
(800 + 700) mm 5.6 ym
(700 + 800} mm 6,0 um
(800 + 200} mm 6.9 pm
(900 + 1000) mm 7.6 pm
(1000 + 1100) mm 7.8 ym
(1100 # 1200) mm 8,5 um
{1200 + 1300) mm 8,2 pm
1:m+14nu 10,7 pm
1M+|5m 11.0 pm
(1500 + 1600) mm 12,1 m
{1800+ 1700) mm 12,8 pm
(1700 + 1800} mm 13.6 ym
(1800 + 1000) mm 14,3 pm
(1500 = 2000) mm 15,0 pm
= mikrometry wawngtrzne (5 + 30) mm 1.2 pm
{30+ 55) mm 1,5 pm
- glowlce mikrometrycane {0 # 50) mm 0.9 pm
= §rednicdwhki mikrometryczne [2 + 100) mm 1.8 pm
trojpunktows (1040 + 200} mm 3.3 pm
{200 + 300) mm 4.3 pm
= drodnicdwki mikrometrycene {0+ 100) mm 1pm
dwupunkiowe {100 4 200) mm 1um
(200 4 300) mm 2pm
{300 + 400) mm 2 pm
(400 + 500) mm Zpm
(500 + B00) mm 2pm
(00 + 700) mm 8 pm
(700 + B0O) mm 10 pm
{800 + B00) mm 12 pm
{900 + 1 mm 14 pm
(1000 + 1100) mm 15 pum
(1100 + 1200) mm 18 pm
{1200 + 1300) mm 17 pm
(1300 + 1400) mm 18 ym
{1400 + 1500) mm 19 pm
{1500 + 1600) mm 20 ym
{1600 = 1700) mm 21 pm
{1700 + 1800) mm 22 pim
{1800 + 1800) mm 22.5pum
(1800 + 2000) mm 23 ym
{2000 « 2100) mm 24 pm
(2100 + 2200} mm 25 pm
(2200 + 2300) mm 26,5 ym
{2300 + 2400) mm 7.5 um
{2400 + 2500) mm 20 um
(2500 + 2600) mm 30 pm
(2600 + Z700) mm 32 um
(2700 + 2800) mm M oum
{2800 + 2300} mm 37 pm
(2800 + 3000) mm 38 pm
Wersja strony; A
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PCA Zakras akredytac)i Nr AP 005
Marwa wislkosci i Niepewnosc Kat Identyfikacja
| rodreaj obiektu wzorcowania Eawren pow pomiaru CMC Lab, matody
- wzorce nastawcze 0o wymiarew [0+ 100) mm 0,8 pm ] T4
rewngtrenych [100-+ 200) mm 0.8 ym
(200 + 300) mm 1,0 ym
(300 + £00} mm 1,1 pm
(400 + S00) mm 12um
(500 + 800) mm 1,4 pm
{BOD0 + TOO) mm B ym
(700 + BOO) mm 10 pm
{800 + 200) mm 11 pm
(800 + 1000) mm 12 ym
{1000 + 1100} mm 13 pm
(11004 1200) mm 13.5 pm
1200+ 1300) mm 14 pm
1300 + 1400) mm 15 pm
(1400 + 1500) mm 16 pm
{1500 + 1600) mm 17 pm
{18600 + 1700) mm 19 pm
{1700 + 1800) mm 21 pm
{1800 + 1900) mm 23 pm
(1900 + 2000) mm 23 pm
plertcienle wrorcowe {1# 10) mm 0,8 um 5 MTH-210
E:n:l::?j mm 21'.: i - prey utyclu maszyny
mm* pm* wapdirzy
- dnogclowe|
przyrzady crujnikowe: 10 + 1/0,001) mm 0,3 ym 5 MTH-203
= cxujniki snalogows | cyfrowe (8 + 12/0,001) mm 0,7 pm
{0+ 25,4/0,001) mm 0.8 ym
{0+ 5000,001) mm 1,0 pm
{0+ 100,01} mm 0.7 ym
{0+ 10040,01) mm 1.4 pm
= drodnicowki czujnikows {4+ 18) mm 0,7 um
{18 + 50) mm 1,0 pm
{50 + 150) mm 1.7 ym
(150 + 315) mm 3.2 ym
(215 + 500) mm 4.8 ym
- tiebokosciomierze czujnikowe {0+ 50) mm 0,7 um
{50 # 100) mem 0.9 pm
{100 # 150) mm 1,2 pm
(150 + 200) mm 1,5 pm
- grubafciomisrze cxu (0 + 58} mm 2.0 pm 5 MTi-230
= macki cxujnikows {0 # §0) mm 2,0 pm
szcrelinomierze (0,01 + 3} mm 1,0 pm 5 MTH-212
sprawdziany Hocrkowes {1+ 30) mm 0.8 um 5 MT/-218
(30 # 50) mm 0.8 pm
(50 + 80) mm 1,0 pm
{80 + 100) mm 1,1 pm _
wisleczkl pomiarowe (0,05 + 20} mm 0,8 pm 5 MTN-233
sprawdziany gwintows: s MTii-233
- walcowe (1 + 100) mm 3,0 ym
- walcowe (100 + 300) mm 1.2 pm
- plordcleniows walcowi {5+ 100) mm 3,2 pm
- plerdcianicws walcowe {100 + 200) mm 3.4 pm
6.02 | kat B
kytomisrze uniwersalne {0+ 360) * 1,5 ] WT-208
b towniki B0*: dlugodé ramienia: L 18 3 MTH-20T
- walcows {0+ 1000) mm* 1,1 pm* - prey utyciu maszyny
« dwuramienng wapbirzgdnodciowaj
poziomnice linislows {0+ 0,1) mm 0,0008 mmim ] MTH-231
{@ + 20) mm 0,002 mm | m
6.03 | geometris powierzchnl
plyty pomiarcwe MTh-229
(V60w 100 +1000x630) mm 1.4 ym g = prey ukyciu maszyn
wapdirzgdnodciows|
PRISMO
(2502250 +2500x2000) mm 2,0 ym 8P - prey utyciu
paziomnicy |
linialy powlsrzchniows {10+ 1400) mm*~ 14 pm [} MTH-211
= prIy utyciu maszyny
wa
. PRISMO*
finkaty kravesdzicwe {58 + 100) mm 0.7 -3 MTA-211
(10 + 1400) mm* 1.4 pm* - prry ubychs maszyny
wapdirzgd
PRISMO*
Waersja strony: A
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PCA Zakres akredytacjl Nr AP 005
Nazwa wielkosci fizycznej Hiepswnost Kat. Identyfikacja
i rodzaj obiekiu wzorcowania Zaleras pamisrowy poamiaru CMC Lab. metody
T 'I'mllnl-tl slektryczne
napigcie, prad [DC)
napigcie state (DC) 100 pV + 1000 V ] MTi-252
- multimeiry analogown | cyfrows 100 v + 1 m¥ 6,0 %
- mierniki naplgcia anatogowe | cyfrows {1+ 10) mV 0.6 %
{10+ 100) mV 0,065 %
100 my + 100V 0,009 %
{100 + 1000} V 0,006 %
prad staty (DC) 20 pA + 20 A
= multimetry analogowe | cyfrowe (20 + 100) i 0.5 %
= miamiki pradu anslogows | cyfrowe 100 A +1 mA 0,08 %
= mierniki cggowe 1mA+ZA 0,08 %
(2+10) A 0,3 %
(10 + 200 A 0,08 %
(20 + 100) A 1.5%
{100 + 1000) A 0.6 %
7.02__| naplycie, prad (AC) ”
naplgcle przembenne (AC) 1 mV + 1000V 5 MTN-252
= multimatry analogowe | cyfrowe {50 + 100) Hz
- miermiki naplgcia snalogowe | cyfrowe {1+ 10) mv 1.2%
{10 + 100} m¥ 0.24 %
100 mV + 100 V 0,085 %
{100 + 1000) V 0,060 %
prad przemienny (AC) 20 pA -+ 20 A
- multimetry (50 + 100) He
- mibernikl pradu mgw'n | eyfrows (20 + 100) pa 4.2 %
- miernlkl cqgowe 100 uA +1 mA 085 %
1mi+1 A 0,16 %
1+ 2)A 0,08 %
(2+320) A 0.4 %
(20 + 100) A 1.5 %
{100 = 1000) A 0.6 %
703 | rezystancia (DC] =
razystancja DG 0,01 11+ 100 M 5 MTil-252
- multimatry analogows | cyfrows 0,04+ 0.1) 0 24%
= miemiki rezystanc)i enalogowe (01 +1)0 0,58 %
| eyfrows 10+ 19 MO 0,012 %
(19 + 50) MO 0.3 %
- (50 + 100) MO 0,18 %
7.41 | elekiryczna symulscja wislkodci fizycenych
- wskaimiki | | temperatury, {-200 + B50) "C 0,02°C -] MTH-250
w tym regulatory lemperatury (-200 = 1800) *C 06*°C
= fejestratory temperatury
= prestwornikl temperatury
= symulatory termperatury
12. Sila | moment aity
12.01 | sita N
sHomierze (0,1 + 500) N 0,12% ] MTH-125
500 W+ 400 ki 047 %
N {400+ 1000) kN 0,70 %
| 12.02 | moment sity
« klucee dynamometrycine {02 + 1000) Nm 04% 5 MTH-124
- whrglakl dynamometrycene (1000 + 3000} Nm 0.7 %
przetworniki momentu sily (0,2 + 1,0) Nm 0.4 % MTH-120
{1+ 1000) Nm 03 %
{1000 + 4000) Nm 0.6 %
18. Temperstura
18.01 | termomatria elekiryczna _
« czujniki termoslektryczne typu S (80 # 1050) °C 13C [ MTH-251
& metall sziachetnych
- czujniki termoslskiryczne typu K i J
Wersja strony: A

Niepewnosc pomiaru CMC stanowi niepewnosC rozszerzong przy prawdopodoblenstwie rozszerzenia
ok. 95 % Wartosc wyrazona w procentach dotyczy procentowego udzialu wartodci wielkosci mierzonej.
W pozostalych przypadkach CMC wyraZzona jest w jednostkach wielkoscl mierzone),

9 Laboratorium ma mozliwos¢ wydawania $wiadectw pomiaru, w dziedzinie wielkosci geometryczne,
stosujgc procedury: Pomiary wielkosci geometrycznych - przy uzyciu dlugosciomierza poziomego ULM 600 -
MT/I-223; maszyny pomiarowsj PRISMO - MT/1-224; mikrometrow - MT/1-227; suwmiarek - MT/I-228.

Wydanie nr 15, 23 sierpnia 2016 1.

str. 58




PCA Zakres akredytacili Nr AP 005
Filia Laboratorium Pomiarowego ul. St. Sulimy 1 w Elblagu
MNazwa wislkodcl fizyczne| Hiepownodé Kat. Identyfikacja
| rodza) obiektu wzorcowania Cabion pocibrowy pomiaru CMC | Lab. metody
6. Wislkodcl geometryczne
601 | diugodé —
phythi wzorcowe i 0,1, 2 (0.5 = 100) mm {0,042 + 0,42 |} pm -] MTH-201
lawm
phyikl wzorcows ki1, 2 {125 + 500) mm (0,065 + 0,65 1,) pm MTA-21T
]
preyready suwmiarkowe: (0 # 200) mm 18 ym 8 MTi\.202
- surwmiarki {0 + 400} mm 20um
- gigbokokciomierze suwmiarkowe {0 # 630) mm 24 ym
- wynokodclomierzs suwmlarkows .
pryrzady suwmlarkowe specjalne {0 + 50) mm 14 ym -3 MT-202
spoinomierze cyfrowe, analogowe
- pomlary spoin na plaszcryinie s
przymiary sriywne (0 4 3000) mm (0081 + 0,0021 |} mm ] MTH-204
I i M
prIymiary pometywne (0 + 3000) mm (0,061 # 0,0021 1)) mm
I W m
preymiary wsiggowe (0 = 3000) mm {0,061 + 0,0021 1) mm
Lo W o0
Przyrzady mikrometryczne: [0+ 25) mm 1.2 ym ] MTH-205
= mikrometry zewngtrzne {25 + 50) mm 1.2 ym
{50 + 75) mm 1,3 ym
(75 + 100} mm 1.4 pm
{100 + 200) mm 1,8 ym
(200 + 300) mm 2,3 ym
- mikromelry wewnetrzng {5+ 30) mm 1,2 um
(30 + 55) mm 1,5 ym
- drednicéwki mikromatryczne [0+ 100) mm 1pm
dwupunktows (100 + 200) mm 1 pm
{200 + 300) mm 2 pm
{300 + 400) mm 2 pm
(400 + 500) mm 2 pm
(500 4 600) mm 2 pm
{600 # TOO) mm B ym
(700 + BDO) mm 10 pmy
{800 + 500) mm 12 pm
(800 + 1000) mm 14 ym
{1000 + 1100) mm 15 pm
{1100 + 1200) mm 16 pm
(1200 + 1300) mm 17 pm
(1300 + 1400} mm 18 pm
1400 + 1500} mm 18 um
1500 + 1600) mm 20 pm
{1600 + 1700) mm 21 pm
{1700 + 1800} mm 22 pm
(1800 + 1900} mm 22,5 ym
{1800 + 2000] mm 23 pm
= wzorce nastawcze do wymiarbw {0+ 100} mm 0.8 ym 5 MTI-214
rewngtrnych (100 + 200} mm 0.9 ym
200 + 300) mm 1,0 ym
300 + 400) mm 1,1 um
(400 + S00) mm 1,2 ym
(500 + §00) mm 1.4 pm
{600 + 700} mm B ym
{700 + 800} mm 10 pm
{800 + 800} mm 11 pm
{900+ 1000) mm 12 pm
(1000 + 1100} mm 13 ym
{1100 + 1200) mm 13,5 pm
(1200 + 1300) mm 14 pm
{1300 + 1400) mm 15
(1400 + 1500} mm 16 pm
{1500 + 1600) mm 17 pm
{1600 + 1700) mm 19 pm
(1700 + 1800) mm 21 pm
(1800 + 1900) mm 22 i
. {1900 + 2000) mm 23 L
preyready crujnikows: {0+ 1/0,001) mm 0,3 pm 5 MTH-203
= ceujniki analogowe | cyfrows {0 = 12/0,001) mm 0,7 ym
{0+ 25,4/0,001) mm 0.8 pm
{0+ 50/0,001) mm 1.0 pm
(@ = 1000,01) mm 0.7 pm
{0+ 100/0,01) mm 1.4 pm
= frednicédwii cxujnikowe {4+ 18) mm 0,7 ym
(18 + 50) mm 1.0 ym
(50 + 150) mm 1,7 um
{150 4 315) mm 3.2 pm
{318+ 500) mm A8 pm
Wersia strony: A
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Zakres akredylacji Nr AP 005

Nazwa wielkosci fizyczne] Nispewnosc Kat. Identyfikacja
| rodzaj obiektu wzorcowania Zuktos pormdrowy pomiaru CMC | Lab. metody
gitbokodciomisrze czufnikows {0+ 50) mm 0.7 pm 5 MTN-203
{50+ 100) mm 0.9 ym
{100 + 150) mm 1,2 pm
(150 + 200) mm 1,5 um L
- grubchciomierze czujnikows {0+ 50) mm 2,0 ym 5 MTI-230
- macki cujnihows {0+ 50) mm 2,0 pm _
waleczhi (0,05 + 20) mm 0,8 pm ] MTA-232
sprawdzisny gwintows: -1 MTH-233
- trzplaniowe walcowe {4+ 100) mm 3,0 pym
- trapieniows walcows (100 # 300) mm 3,2 pm
Warsja strony: A

Niepewnos¢ pomiaru CMC stanowi niepewnosSC rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia

ok. 95 % i jest wyrazona w jednostkach wielkosci mierzonej.
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Zakres akredytacji Nr AP 005

Wykaz zmian

Zakresu Akredytacji Nr AP 005

Status zmian: wersja pierwotna - A

Zatwierdzam status zmian

zasT Cﬁf@

TADEUSZ MATRAS
dnia: 23.08.2016 1.
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